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Some results of experimental investigetion how quality of silicon plates of n and 
p-type with (111) and (100) orientation depends from CMP technology parameters. It 
was demonstrated that the deep oxydition and low pressure region decorates the defect 
structure of the plates. 

��%0(��'���������������	���������������������!�8-����������	�� �������������
���

����	���������	���	���������������������&�����������������������������������	��	��

����������������������������	������������	������������� ������	����������������	������-
�������	���	����	�������$	���	����������������	������������������ !������������%����-
���������������������������������SEMI����	
� �������	���������	�������������������

�	����	�������������������	�����������	��������� 
(.0�  � ����&������� ����� �� ������	� �����	��� ��� ���
� %���� ����� ����������

�������� �������	�����������	��	�	��'��������(.0�������� �������	�����������	� 
�����	� �������	��� OH)–

� �� ����������� ��������������� ���������� ��	���� ��� ����������

�����	�����������	��������������������!�–�������	�������������������	���������SiO2   [1]. 
1%�������������	�	�������	�	�� �������������������������	�����������	�	���	���!������	�

−���	� !!�����
� ����	������������������	���&�����������	������������	����	��������

����������	�������� �������	��	������	�����+�����	����������	�	���	���!������	�����

�����	�����������	��������	���������������������������	������������� ���������	����

&�����������������������	�����	��������������������������� %����	������������������-
�	���%�������������	��[2]. 
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�	�������	��������%�	���!�%���	�#-�����������'��������[3]���	����	�����������������	��
��������������������������&�������������������������SiO2  ����SiC ���������	� [ 4 ] 
���������� ����	����� �������������� �� ����	�� ������� �����	�� ������������	��

%����������	
��	�	�� ����������(.0��4����	������������	��	���	������������	��

�	�������
� �� �	�� ���	������&	�	������	�����%������������ ����	�����������	�����

���������������5���	��	������	������SiO2�����������������������������!������������	�-
�	
� ������� ����	������ ���	�� %���� ��	����� ��������!� �������������� ��� ��������

��������������������������	������'��������[5]�������������������	�����������������	-
�	�� �%����� ��� ���������� �	����������������� ��	������ ��	�  t=1100 0

-�� ���������
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���
&�	����������������������������-�%������������������	���� [6]��+��������������-
����� ����&�����&���� �������� ��	������� ������	�	� ������� ����������� ���� �	������ ��
-
����&����	�����	�	��*����	������������ TS-23��	������������&�������������������������

���	�����������������&����(��−�����������	����	������������	������
�������:��%�-
���	������	�	�������������SPEED FAM��������������������	����������	�������������

�����	��–�����	���������	�	�������&�� − �������,�������	����	���	��������	�����&���

Al2O3  PWA-15� �� ���	������� �������!� %�����!� 
� – 
�� ���� �� �������!�� ��� �������� ����

����&����.
���.
�������������	��
����	���	�����������	�&��%������������&���PWA-15 − 
�� ����������� �����	�� ����	���� �� �����	�	� �����	�� ��� �� � ����	������ &��%����	� ��	�

�	�������� �����#��
2
��)���	��� ��&��%��������&����������	��� (�������1��� �����������&-

�����&������������	���	��������	���������������������	���NaOH ��	�.6
���0-� 

������-����������������
������)���	��
���(.0�������	����� ������� �� �������� ���

���	������	�����������������������������������������	�������������������������!��

��� ������� ����%���� ��	� .6
���
0
-��(.0� ������	����� �� ���� �����!:�0�&� ������������ ���

�	���	���
�&��������� ���������	����������#��
3
�����	�����	���������	��������6
� –

11, t=64 0C����	��	���	�����������&��� ������	������� �� %��	��	���������������	����

���� ��� ������� ��������������������������� ���&�� ������� ����� �������SiO2 �� ���������
����	����
� – ��������	���64����0������������������������&�
������!�%���� ����������-���
�������� %�������!����������������	������������� !� ��������!�  � ������������������-
�������� �	���	����&����� �����
��� ����� � ���!� �����	������ ���������� ��������������� ��

�����	����� ������� ��� ��� ��� �� ������ ��	����	��� ��� ����	� ��� �����	���� ��	���

����&� 
�������1���������� �������� �����	�� ��� ���%�������� �DEKTAK-11� �� ���������
����	�≈
��������	����������
�����������������	��������� ���������������	��������������

�����������	��������	�	����	��������	������&�����������������������������������������
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� ����	��� 8�� ���� �� ���� ����	�	�	� �������� Rz � ���� ( ÷ 8� ��� � ��� ��� ����
+������������������������!�(.0��� �����	����������������	��������	������&���������� ��
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�

������������������������������	���	��������	����� 
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������������	���%������	�������������������������������-
��������������������������������AKACHI �������������������8�������������������������
������������%������	���������������������	����������������� ���������	
����������

�����	��� ���� ���������� �� ���������� ��&���� ������ –����������	� ���������� ������������-
�����	�����������SiC��)�������������	�	���HF ������������������������%�������	������-
����SiO2 –��������� ��������	 �	����������������������������	�	��� +��&��������	�	�

��������	���%���������	�	������������&���������	��������������������� !������������

�����������	������%������ ���1����′������������	��������	���!��%������!����(.0������

�	���	�����������	������������
���������������������	���&	�	����≈���������0����������-
�����������–�(������������������������������������	�	����	��	��������	����	�������&�-
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������ ����	�� ������������ ������	���� ��� ��&�
� �����	��� �	��� ��� ��� �����	�	��� ����	�

�����������������	������	�	� ����	�������,������������	���������	�����������&����������

�������������� !�������	����������≈�(������ ��������	�������	��������������������������!�

(.0������������������	����������������	���!��%������!�� 
������������������	����247����� 
�����%�������������������	��� ��������������-

&�������������	�������!��������	
����������	��������� 
+��������� �������������������%�������	����������(.0�  � !������	���������-

���������� *���	��� �	���	� ��������	�� �%��������� ���	� ��������� ���������� �������-
�������������� �����!���	�����������������	������&���������������������	�	�������&�����

&���������������h(100)>h(111)>h(110),�������������� <100>�� ���&��	�������
�	��������<111>.  
���	�������������	����������������������	�������������!��������	���������������

����������������%����–����	������� ������	����������������	
��	�	�� ��������	�����

��������������������������� ��������� �������	���	�������
� �������������������	�����

�%������ �� �� ����	������ �������������� �� ������ �	����� �	�������
� ��� �������� #-
�����������1�����������������	���������������	�������������� ���÷�
������������������
��� �	����� �����������	����� ������ ��������� ������� ���� �	��� �����	������ ��������	�����

0�	����������������������������� ��	�������!�����������%��	���%��	�������������������

��� ��������!� ������	� �����	�	�� ������  � &��%�����-�������� �� �� � ����	����� �������� � 
Ra=0,4 −� ��8������0�	��������������������������������������������������	�����	������	�

��	%��
�������������	�	�������� �����������-����	���������������	�	�����	��������	���

�%������������������	�	���������������	����������������-������������	������	�	�����
(.0���	��������������������!� �����������������	������	�������� ����	�����������������

�������������������� ��%�����−������������ ��������������!�������	���������� 

����������$�����������������������(.0�����	��� ��	���������	������ ������	-
�������	��������� ������%��������������������	�������������	���������	���%����	�

����������� ���������	� ��&�!� %��	� SiO2 ���� SiC) �� �%����	� ��������!� ������	��

1�����������%������	��	���������	��������������	��%����������	
����	�	�� �

���� �������	�� �	�������
�� ��� ����&� � �����	���� �%�������� �� ��� ��� ����	�����

��������������������	����������1�����������%�����������	��������	�����������������

������� �����!��������	��������	���������	�	���������&����–���	������&��������	�	����-
�����&��������	�����������	���%��������&� ���������	�����	���>(�������	����������

������&����%��	���������	����������������	���!��%������!��$	��������	������������	��
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